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半導体製造分野（前工程から後工程に至るまで），薬学・医療分野，他

エリプソ顕微鏡： 研究活動：

特徴：

従来

本光学系

計測例：

International conference on Spectroscopic Ellipsometry (ICSE)にて
2016年 イメージングエリプソメータ（エリプソ顕微鏡）構想の提案
2022年 エリプソ顕微鏡の空間分解能概念の提案
2025年 エリプソ顕微鏡の計測分解能概念の提案
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参考文献：

● テリセントリック・オフナーイメージング光学系
https://www.youtube.com/watch?v=ye0YN-n8u8Q&t=5s

● ミューラー行列偏光指紋 ● マイクロオーダーの表面＋ナノオーダーの厚みの空間

● 非接触での極限2次元測定・物性評価

● ポーラスシリコン層

● パターン

● SiO2/Si wafer

https://kin-harata-lab.yamanashi.ac.jp/
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